Micro- y Nano-Caracterizacion _.
de Superficies y Materiales el ] Ui F D )
DlRlGlDO A EMPRESAS Y USU ARIOS INDUSTRI ALES Lugar de Imparticién: Edificio I+D+i (sala de conferencias y laboratorios

LMA). Campus Rio Ebro. 50018 Zaragoza.

28,29y 30 Sep/2016

Cuota de Inscripcion:
» Con pack alojamiento incluido: 250€ (incluye 2 noches en régimen de AD).
» Sin pack alojamiento: 200€.
(Ambas opciones incluyen servicios de restauracion segin programa).

NUmero maximo de participantes: 28 (por orden de inscripcion).

El objetivo del curso es dotar a los asistentes de las herramientas

necesarias para identificar, seleccionary hacer uso de las técnicas de
MgO (001) : caracterizacion mas potentes y versétiles disponibles hoy en dia para la
determinacion de la composicion, topografia, morfologiay propiedades de
los materiales y superficies.

MgO (001) (200) "
_~d=21A g El curso esta dirigido a cuadros técnicos, graduados, licenciados, ingenieros y
a ¥ doctores de empresas de sectores implicados en materiales, recubrimientos y
. superficies incluyendo la industria quimica, polimeros, textil, calzado,
" \ / tecnologia para el deporte, papel, industria electrénicay de sistemas
(220) : inteligentes, automocion, aeronautica, energias renovables, metal, ceramica,

electrodomeésticos, industria alimentaria, material protésico, lentes
correctoras, biotecnologia, industria biomédica, farmaceutica, nano-salud y
nanoseguridad, nuevos materiales, etc.

Otros beneficios paralos participantes: (1) Analisis de una primera
muestra por empresa totalmente gratuito en uno, a elegir, de los equipos
disponibles en el LMA. (2) Bono descuento del 50% por participante en el
CUrso en una sesion, a elegir, en uno de los equipos del LMA estudiados en
el curso. La oferta seréa valida hasta 31/12/2017.

Mas informacion: LMA@unizar.es
http://Ima.unizar.es/es/curso-caracterizacion-2016

PARA INSCRIBIRSE HAGA CLICK AQUI
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PROGRAMA DEL CURSO

MIERCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE

11.00 h.

Apertura del Cursoy bienvenida.

11.10-11.50h.

Presentacion de ELECMI y objetivos de este curso.
A cargo de la Dra. Pilar Cea (coordinadora de la Red
ELECMI).

12.00-12.50 h.

Breve presentacion de otras técnicas INA y LMA a disposicion
de usuarios (FTIR, ATR, Raman, SERS, STM, XRD, etc.).
Dr. Guillermo Antorrena.

13.00-14.20 h.

Visita a las instalaciones del LMA (2 grupos) a cargo de los
Dres. Guillermo Antorrena y Pilar Cea.

14.30-15.00 h.

Comida (catering).

15.00-15.50 h.

Microscopia electrénica de barrido (SEM): Fundamentos.
Dra. Soraya Sangiao.

16.00—16.50 h.

SEM. Aplicaciones industriales.
Dr. Carlos Cuestas.

17.00-17.30 h.

Pausa-café.

17.30-18.20 h.

Espectroscopia fotoelectrénica de rayos X (XPS): Fundamentos.
Dra. Silvia Irusta.

18.30-19.30 h.

XPS. Aplicaciones industriales.
Dra. Silvia Irusta.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE

09.00-10.20 h.

Micraoscopia electrénica de transmision (TEM). Fundamentos y
aplicaciones. Dr. Cesar Magén.

10.30-11.00 h.

Pausa-café.

11.00-11.50h.

Micrascopia combinada de ionesy electrones focalizados
(Dual Beam). Fundamentosy aplicaciones industriales. Dr.
José Maria de Teresa.

12.00-13.20 h.

Microscopia de Fuerza Atémica (AFM). Fundamentos y
aplicaciones industriales. Dr. José Luis Diez.

13.30-14.00 h.

Comida (catering).

14.00-15.50 h.

Taller-demo técnicas de caracterizacion.

GRUPO 1> XPS. Dr. Guillermo Antorrena.

GRUPO 2 » SEMy Dual-Beam. Dra. Soraya Sangiao.

GRUPO 3 > TEM. Dres. Alfonso Ibarray Rodrigo Fernandez-Pacheco.
GRUPO 4 > AFM. Dr. José Luis Diez.

1600-16.30 h.

Pausa-café.

1630-18.20 h.

Taller-demo técnicas de caracterizacion.

GRUPO 1> SEMy Dual-Beam. Dra. Soraya Sangiao.

GRUPO 2 > TEM. Dres. Alfonso Ibarray Rodrigo Fernandez-Pacheco.
GRUPO 3 > AFM. Dr. José Luis Diez.

GRUPO 4 > XPS. Dr. Guillermo Antorrena.

21.00 h.

Cena del curso en el centro de la ciudad para todos los
asistentes.

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE

09.00-10.50h.

Taller-demo técnicas de caracterizaciol

GRUPO 1> TEM. Dres. Alfonso Ibarra
Fernandez-Pacheco.

GRUPO 2 » AFM. Dr. José Luis Diez.
GRUPO 3 » XPS. Dr. Guillermo Antor
GRUPO 4 > SEMy Dual-Beam. Dra. S

11.00-11.30h.

Pausa-café.

11.30-13.20 h.

Taller-demo técnicas de caracterizaciol
GRUPO 1> AFM. Dr. Joseé Luis Diez.

GRUPO 2 » XPS. Dr. Guillermo Antor
GRUPO 3 » SEMy Dual-Beam. Dra. Sc

GRUPO 4 > TEM. Dres. Alfonso Ibarre
Fernandez-Pacheco.

13.30-14.00 h.

Conclusiones y cierre del curso.

>< ELECMMI La Infraestructura Integrada de Microscopia Electronica

de Materiales, ELECMI, es una Infraestructura Cientifico Técnica Singular (ICTS) en el
actual mapa de ICTS del Estado Espafiol, compuesto por un total de 29 ICTS y un total
de 59 nodos. ELECMI esta formada por dos nodos, el CNME (Centro Nacional de
Microscopia Electronica) perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid y el
LMA (Laboratorio de Microscopias Avanzadas) localizado en el Instituto de Nanociencia
de Aragon (INA) de la Universidad de Zaragoza.
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: El LMA constituye una iniciativa singular a nivel nacional e

internacional cuyo objetivo se centra en poner a disposicion de la comunidad
cientificay empresarial las infraestructuras y conocimientos mas avanzados que
existen en microscopia electrénicay de sonda local asi como espectroscopias
asociadas a la observacion, caracterizacion, nanoestructuracion y manipulacion de
materiales a escala atdmicay molecular. Gracias a su instrumentacion de Ultima
generacion, calidad cientifica, tecnolégica y de innovacién, el LMA fue reconocido en
2014 por el MINEGO como Instalacion Cientifico Técnica Singular (ICTS) del pais.
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El Centro Nacional de Microscopia Avanzada (CNME), esta

disefiado, de acuerdo con el estudio realizado por la FECYT sobre Instalaciones
Cientifico-Tecnoldgicas Singulares (ICTS) para desarrollar, implementar y ofertar a
la comunidad cientifica nacional e internacional los métodos y técnicas mas
avanzados en microscopia electrénica de transmision y barrido para el andlisis
estructural de materiales. Este Centro consta de una serie de microscopios de
Ultima generacion, y de instrumentos y técnicas para la preparacién avanzada de
muestras, asi como para la aplicacion de métodos computacionales de tratamiento
de imagenes. El CNME dispone de complementos técnicos y cientificos que
aumentan exponencialmente su potencial.

COLABORAN:

amp@ CatedraSAMCA - k
de Nanotecnologia A
Universidad Zaragoza .
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